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ZADANIE NR 5
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop skaningowy – 1 sztuka
Producent: ....................................................
Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Tak/Nie
	Parametry oferowane

Tak/Nie

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością pracy w warunkach zmiennej próżni, wyposażonego w działo z emisją polową (FEG). Powinien umożliwiać badanie różnorodnych materiałów w skali mikro- i nanometrycznej.

	Parametry zamawianego mikroskopu nie gorsze niż podane niżej:

	1
	Wysokorozdzielczy system SEM sterowany cyfrowo, wyposażony w działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego).
	Tak
	

	2
	Możliwość  badania powierzchni próbek przewodzących lub uprzednio napylonych warstwą metaliczną lub węglową, a także preparatów nie przewodzących lub silnie odgazowujących, w ich naturalnym stanie i bez wstępnego preparowania.
	Tak
	

	3
	Możliwość pracy w warunkach zmiennej próżni (wymagany układ, w którym wartość ciśnienia gazu w komorze preparatowej w warunkach niskiej próżni może osiągać co najmniej 3000 Pa).
	Tak
	

	4
	Możliwość pracy z maksymalnym prądem wiązki elektronowej ≥ 200nA.
	Tak
	

	5
	Wiązka elektronowa charakteryzująca się wysoką stabilnością (w krótkim okresie czasu fluktuacje < 0.1%/10 min i w długim okresie czasu < 0.5%/10 godz.).
	Tak
	

	6
	Napięcie przyspieszające zmieniane w zakresie od 200V do 30kV z całkowitą kompensacją efektów przesuwu i rotacji obrazu.
	Tak
	

	7
	Możliwość spowalniania wiązki elektronowej - redukcji energii elektronów padających na powierzchnię preparatu.
	Tak
	

	8
	Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 1,2 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji).
	Tak
	

	9
	Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤2,4 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji).
	Tak
	

	10
	Rozdzielczość obrazów  elektronów wstecznie rozproszonych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 2,5 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji).
	Tak
	

	11
	Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤1,4 nm - w niskiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji).
	Tak
	

	12
	Rozdzielczość obrazów  elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 3kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 3 nm - w niskiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji).
	Tak
	

	13
	Mikroskop musi zawierać co najmniej następujące detektory obrazowe:
a) detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni,

b) detektor (/detektory) elektronów wtórnych do pracy w pełnym zakresie trybu niskiej próżni,

c) detektor elektronów wstecznie rozproszonych, 

d) wewnątrzkolumnowy lub wewnątrzsoczewkowy detektor elektronów wtórnych.
	Tak

Tak

Tak

Tak


	

	14
	Detektor elektronów wtórnych SE do pracy w trybie niskiej próżni działający na zasadzie bezpośredniej detekcji elektronów wtórnych.
	Tak
	

	15
	Stolik goniometryczny preparatu  zapewniający możliwość przesuwu w kierunkach X, Y i Z oraz eucentryczne pochylanie w zakresie 90˚ i eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360˚ dla wszystkich położeń X-Y. Wymagana motoryzacja przesuwów X, Y, Z oraz rotacji.
	Tak
	

	16
	Funkcja zapamiętywania obrazu zastosowanych stolików wielopozycyjnych wraz z  indywidualnymi współrzędnymi próbek i punktów pomiarowych, oraz automatyczny powrót do zapamiętanych położeń.
	Tak
	

	17
	Bezstopniowa zmiana wielkości powiększenia w zakresie co najmniej od 80 do 1 000 000 razy,  zarówno w trybie wysokiej jak i niskiej próżni (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, na ekranie monitora o przekątnej 19”).
	Tak
	

	18
	Możliwość cyfrowego zapisu obrazów mikroskopowych z maksymalną rozdzielczością  co najmniej 10 megapikseli i skali szarości 16 bit.
	Tak
	

	19
	Możliwość cyfrowej rejestracji obrazów w standardach: TIFF, BMP i JPEG, a także rejestracji sekwencji filmowych w formacie AVI oraz tworzenie animacji z serii zarejestrowanych obrazów pojedynczych.
	Tak
	

	20
	Oprogramowanie pozwalające na cyfrową obróbkę i archiwizację zebranych obrazów.
	Tak
	

	21
	Możliwość jednoczesnej obserwacji na ekranie jednego monitora przynajmniej 4 żywych obrazów, utworzonych na podstawie różnych sygnałów z detektorów (dla celów porównawczych).
	Tak
	

	22
	Zintegrowany program do interaktywnych pomiarów odległości pomiędzy punktami charakterystycznymi bezpośrednio na ekranie monitora systemowego z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru.
	Tak
	

	23
	Co najmniej dwa 19” kolorowe monitory LCD
	Tak
	

	24
	Układ próżniowy sterowany w sposób całkowicie automatyczny i na bieżąco monitorowany na wypadek jakiejkolwiek niesprawności bądź awarii, włącznie z gwałtowną utratą próżni w kolumnie mikroskopu (wymagany układ bazujący na pompie turbomolekularnej).
	Tak
	

	25
	Układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym.
	Tak
	

	26
	Oprogramowanie sterujące uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP (lub nowszym).
	Tak
	

	27
	Mikroskop ma umożliwiać bezproblemową (tzn. w miejscu instalacji) rozbudowę i stosowanie - w pełnym zakresie wyspecyfikowanych poniżej wartości - następujących technik analitycznych i aplikacji:

a)  dynamiczne obserwacje w komorze SEM preparatów podgrzewanych do temperatury co najmniej 1500˚C. Wymagana jest możliwość bieżącej obserwacji próbki „na żywo” (detekcja elektronów wtórnych SE) w pełnym zakresie wymaganych temperatur. Wymagana jest ponadto  możliwość jednoczesnej (z obrazowaniem) rejestracji cyfrowej procesu grzania w formie sekwencji filmowych. Sterowanie programowanymi zmianami temperatury stolika grzewczego powinno odbywać się z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu.

b) technika mikroanalizy rentgenowskiej metodą  spektrometrii energodyspersyjnej EDS
	Tak
Tak

Tak
	

	Wymagania dodatkowe*)

	28
	Okres gwarancji 12 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od pierwszego dnia po dniu, w którym uruchomiono przedmiot zamówienia w pełnym zakresie i przeprowadzono jego protokolarny odbiór. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii.
	Tak
	

	29
	Instruktaż  z obsługi urządzenia po jego instalacji, dla co najmniej 3 osób w siedzibie zamawiającego, minimum 4 dni.
	Tak
	

	30
	Wykonawca powinien zagwarantować dostępność części zamiennych i możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia przez okres co najmniej 10 lat.
	Tak
	

	31
	Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce.
	Tak
	

	32
	Dostawa powinna obejmować pełny zakres materiałów eksploatacyjnych pozwalających na rozpoczęcie pracy z mikroskopem, w tym elementów koniecznych do eksploatacji.
	Tak
	

	33
	Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłuższy niż 14 dni.
	Tak
	

	34
	Informacja dotycząca kosztów materiałów eksploatacyjnych i obsługi serwisowej po okresie gwarancji.
	Tak
	

	35
	Urządzenie fabrycznie nowe

	Tak
	


Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                 ……………………………..
                                                                                                      Data i podpis wykonawcy

*) parametry z tej części tabeli zostaną wpisane do umowy w § 5 z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.
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